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はじめに：アモルファス窒化炭素（a-CNx）は、可視光照射が照射されると変形する性質を有

する材料である[1]。この光誘起変形を利用することで、光照射の有無で動くモーターやポンプの

開発が可能である。しかしながら、a-CNxの光誘起変形量は小さいため、基板の機械的性質の制約

を大きく受ける。これまで我々は、短冊状極薄 Siまたは SiO2基板にアモルファス窒化炭素薄膜を

堆積させ、バイモルフ型試料の変位挙動を調べてきたが、50 µm厚の Siや SiO2は複雑な形状に加

工することは非常に難しい。そこで本研究では、任意の形状に形成可能な、セルロースナノファ

イバーから作製される透明で薄い紙であるセルロースナノペーパー[2]上に a-CNxを成膜すること

を試みた。このシートは可視光に対して透明であり、ハサミなどで容易に加工できる。また、作

製した試料に可視光を照射し、その動的挙動を調べた。 

実験方法：使用したセルロースナノペーパー（CNP）の厚さは約 20 µmである。任意の大きさ、

形状にハサミを用いて加工した後、成膜装置内に設置した。アモルファス窒化炭素薄膜は、反応

性高周波マグネトロンスパッタ法を用いた。成膜装置内を 10-5 Torrに排気した後、窒素ガスを導

入し、0.12 Torrの圧力で成膜を行った。基板温度は CNPの耐熱性を考慮し、200 ℃以下とした。 

実験結果：成膜後の a-CNx／CNP 試料は、残留応力の影響により、a-CNx側が凸になる方向に

変形した。これは、極薄 Siや極薄 SiO2基板を用いたときと同様であるが、それらの基板材料より

も柔軟であるため、a-CNx／CNP試料の初期変形量は大きくなった。一方、a-CNxの表面を光学顕

微鏡で観察した結果、亀裂等は観測されず、均一な膜が得られた。また、a-CNx成膜後の CNP は

a-CNxが剥離すること無くはさみで切断できることがわかった。この試料に Xeランプを用いて白

色光を照射したところ、短冊状に加工した場合では、Siまたは SiO2基板と同じ挙動が見られ、そ

れらの基板を用いた試料に比べ、変形量は増大した。このことから、CNP 上に成膜された a-CNx

においても光誘起変形機能を維持できることが明らかとなった。 
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